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【手続補正書】
【提出日】平成25年12月18日(2013.12.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　矩形シート状の基材の長手方向に所定間隔で連続して形成されている複数の矩形領域に
格子状に配設されている複数の凹部のそれぞれに複数のノズルを用いてインクジェット方
式によりインクを塗布する塗布方法であって、
　前記基材をその長手方向に所定の張力を掛けて所定の高さで保持すると共に、当該長手
方向に垂直な短手方向に位置決めする第１の保持工程と、
　前記位置決めされた基材を前記所定の高さに位置する面で受け止める第２の保持工程と
、
　前記複数のノズルを前記保持された基材から外れた、当該基材の側部近傍の待機位置で
待機させる待機工程と、
　前記短手方向および前記所定の高さに保持された前記基材を、前記矩形領域の単位で供
給する第１の基材供給工程と、
　前記供給された基材の矩形領域を吸着固定する第１の矩形領域固定工程と、
　前記吸着固定された矩形領域の形状の歪みを検出する歪み検出工程と、
　前記検出された、矩形領域の形状の歪みに基づいて、当該矩形領域の複数の凹部のそれ
ぞれに対してインクを吐出するノズルを決定するマッピングデータを作成するマッピング
データ作成工程と、
　前記矩形領域の、前記長手方向におけるＸ位置誤差と、前記短手方向におけるＹ位置誤
差とを求めるアライメント情報算出工程と、
　前記Ｘ位置誤差に基づき、前記矩形領域に対する前記複数のノズルのＸ方向の位置を補
正する工程と、
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　前記複数のノズルの前記矩形領域に対する位置が補正された後に、前記複数のノズルを
前記待機位置から前記短手方向に平行な第１の塗布スキャン方向に移動させながら、当該
複数のノズルの中の前記マッピングデータに基づいて選択されたノズルから、前記吸着固
定された矩形領域に配設されている複数の凹部のそれぞれにインクを吐出させるインク吐
出工程とを備える塗布方法。
【請求項２】
前記歪み検出工程においては、
　前記矩形領域の輪郭の形状を算出することによって、矩形領域の形状の歪みを検出する
、請求項１に記載の塗布方法。
【請求項３】
　前記歪み検出工程においては、
　矩形領域の四隅の角度を求め、
　前記四隅の角度に基づき、矩形領域の輪郭の形状を算出する、請求項２に記載の塗布方
法。
【請求項４】
　前記歪み検出工程においては、
矩形領域を複数のサブ領域に分割し、
前記複数のサブ領域それぞれの四隅の角度を求め、
　前記四隅の角度に基づき、前記複数のサブ領域それぞれの輪郭の形状を算出し、
　前記複数のサブ領域の輪郭の形状に基づき、矩形領域の輪郭の形状を算出する、請求項
２に記載の塗布方法。
【請求項５】
　前記歪み検出工程においては、
　前記四隅の角度に基づき、矩形領域の各頂点の、前記長手方向におけるＸ方向ずれ量と
、前記短手方向におけるＹ方向ずれ量とを求め、
　前記Ｘ方向ずれ量及び前記Ｙ方向ずれ量に基づき、矩形領域の輪郭の形状を算出する、
請求項３に記載の塗布方法。
【請求項６】
　前記歪み検出工程においては、
　前記サブ領域それぞれの四隅の角度に基づき、当該サブ領域の各頂点の、前記長手方向
におけるＸ方向ずれ量と、前記短手方向におけるＹ方向ずれ量とを求め、
　前記Ｘ方向ずれ量及び前記Ｙ方向ずれ量に基づき、当該サブ領域の輪郭の形状を算出す
る、請求項４に記載の塗布方法。
【請求項７】
　前記歪み検出工程においては、さらに、
　矩形領域の、基材の中心軸に平行な方向に対する姿勢誤差を求める、請求項１に記載の
塗布方法。
【請求項８】
　前記歪み検出工程においては、
　矩形領域の端部に位置する所定数の凹部の重心を求め、
　前記所定数の重心の近似直線が、基材の中心軸に平行な方向に対してなす傾きを、矩形
領域の四辺それぞれについて求め、
　前記傾きに基づき、矩形領域の姿勢誤差を求める、請求項７に記載の塗布方法。
【請求項９】
　前記マッピングデータ作成工程と、前記アライメント情報算出工程との間に、
　前記基材を、前記矩形領域の単位で保持するバッファー工程をさらに備える、請求項１
に記載の塗布方法。
【請求項１０】
　前記歪み検出工程と、前記マッピングデータ作成工程とは、供給されるすべての矩形領
域に対して行われることを特徴とする、請求項１に記載の塗布方法。
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【請求項１１】
　矩形シート状の基材の長手方向に所定間隔で連続して形成されている複数の矩形領域に
格子状に配設されている複数の凹部のそれぞれに複数のノズルを用いてインクジェット方
式によりインクを塗布する塗布装置であって、
　前記基材をその長手方向に所定の張力を掛けて所定の高さで保持すると共に、当該長手
方向に垂直な短手方向に位置決めする第１の保持手段と、
　前記位置決めされた基材を前記所定の高さに位置する面で受け止める第２の保持手段と
、
　前記複数のノズルを前記保持された基材から外れた、当該基材の側部近傍の待機位置で
待機させる待機手段と、
　前記短手方向および前記所定の高さに保持された前記基材を、前記矩形領域の単位で供
給する基材供給手段と、
　前記供給された矩形領域の基材を吸着固定する第１の矩形領域固定手段と、
前記吸着固定された矩形領域の形状の歪みを検出する歪み検出手段と、
　前記検出された、矩形領域の形状の歪みに基づいて当該矩形領域の複数の凹部のそれぞ
れに対してインクを吐出するノズルを決定するマッピングデータを作成するマッピングデ
ータ作成手段と、
　前記矩形領域の、前記長手方向におけるＸ位置誤差と、前記短手方向におけるＹ位置誤
差とを求めるアライメント情報算出手段と、
　前記Ｘ位置誤差に基づき、前記矩形領域に対する前記複数のノズルのＸ方向の位置を補
正するＸ位置補正手段と、
　前記複数のノズルの前記矩形領域に対する位置が補正された後に、前記複数のノズルを
前記待機位置から前記短手方向に平行な第１の塗布スキャン方向に移動させながら、当該
複数のノズルの中の前記マッピングデータに基づいて選択されたノズルから、前記吸着固
定された矩形領域に配設されている複数の凹部のそれぞれにインクを吐出させるインク吐
出手段とを備える塗布装置。
【請求項１２】
前記歪み検出手段は、
　前記矩形領域の輪郭の形状を算出することによって、矩形領域の形状の歪みを検出する
、請求項１１に記載の塗布装置。
【請求項１３】
　前記歪み検出手段は、
　矩形領域の四隅の角度を求め、
　前記四隅の角度に基づき、矩形領域の輪郭の形状を算出する、請求項１２に記載の塗布
装置。
【請求項１４】
　前記歪み検出手段は、矩形領域を複数のサブ領域に分割し、前記複数のサブ領域それぞ
れの四隅の角度を求め、
　前記四隅の角度に基づき、前記複数のサブ領域それぞれの輪郭の形状を算出し、
　前記複数のサブ領域の輪郭の形状に基づき、矩形領域の輪郭の形状を算出する、請求項
１２に記載の塗布装置。
【請求項１５】
前記歪み検出手段は、
　前記四隅の角度に基づき、矩形領域の各頂点の、前記長手方向におけるＸ方向ずれ量と
、前記短手方向におけるＹ方向ずれ量とを求め、
　前記Ｘ方向ずれ量及び前記Ｙ方向ずれ量に基づき、矩形領域の輪郭の形状を算出する、
請求項１３に記載の塗布装置。
【請求項１６】
　前記歪み検出手段は、
　前記サブ領域それぞれの四隅の角度に基づき、当該サブ領域の各頂点の、前記長手方向
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におけるＸ方向ずれ量と、前記短手方向におけるＹ方向ずれ量とを求め、
　前記Ｘ方向ずれ量及び前記Ｙ方向ずれ量に基づき、当該サブ領域の輪郭の形状を算出す
る、請求項１４に記載の塗布装置。
【請求項１７】
前記歪み検出手段は、さらに、
　矩形領域の、基材の中心軸に平行な方向に対する姿勢誤差を求める、請求項１１に記載
の塗布装置。
【請求項１８】
前記歪み検出手段は、
　矩形領域の端部に位置する所定数の凹部の重心を求め、
　前記所定数の重心の近似直線が、基材の中心軸に平行な方向に対してなす傾きを、矩形
領域の四辺それぞれについて求め、
　前記傾きに基づき、矩形領域の姿勢誤差を求める、請求項１７に記載の塗布装置。
【請求項１９】
　前記歪み検出手段は供給されるすべての矩形領域の形状の歪みを検出し、前記マッピン
グデータ作成手段は供給されるすべての矩形領域に対してマッピングデータを作成するこ
とを特徴とする、請求項１１に記載の塗布装置。
【請求項２０】
　前記基材が供給される方向において前記第１の矩形領域固定手段の下流側に配置され、
前記基材の前記矩形領域を吸着固定する第２の矩形領域固定手段をさらに備える、請求項
１１に記載の塗布装置。
【請求項２１】
　前記第１の矩形領域固定手段と前記第２の矩形領域固定手段とは、隣接して設けられる
ことを特徴とする、請求項２０に記載の塗布装置。
【請求項２２】
　前記第１の矩形領域固定手段と前記第２の矩形領域固定手段とは、ｎ個の矩形領域（ｎ
は任意の自然数）が入る距離だけ離間して設けられることを特徴とする、請求項２０に記
載の塗布装置。
【請求項２３】
　前記歪み検出手段は前記第１の矩形領域固定手段の上方に設けられ、前記インク吐出手
段は前記第２の矩形領域固定手段の上方に設けられることを特徴とする、請求項２０に記
載の塗布装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明の塗布方法は、矩形シート状の基材の長手方向に所
定間隔で連続して形成されている複数の矩形領域に格子状に配設されている複数の凹部の
それぞれに複数のノズルを用いてインクジェット方式によりインクを塗布する塗布方法で
あって、
　前記基材をその長手方向に所定の張力を掛けて所定の高さで保持すると共に、当該長手
方向に垂直な短手方向に位置決めする第１の保持工程と、
　前記位置決めされた基材を前記所定の高さに位置する面で受け止める第２の保持工程と
、
　前記複数のノズルを前記保持された基材から外れた、当該基材の側部近傍の待機位置で
待機させる待機工程と、
　前記短手方向および前記所定の高さに保持された前記基材を、前記矩形領域の単位で供
給する第１の基材供給工程と、
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　前記供給された基材の矩形領域を吸着固定する第１の矩形領域固定工程と、
　前記吸着固定された矩形領域の形状の歪みを検出する歪み検出工程と、
　前記検出された、矩形領域の形状の歪みに基づいて、当該矩形領域の複数の凹部のそれ
ぞれに対してインクを吐出するノズルを決定するマッピングデータを作成するマッピング
データ作成工程と、
　前記矩形領域の、前記長手方向におけるＸ位置誤差と、前記短手方向におけるＹ位置誤
差とを求めるアライメント情報算出工程と、
　前記Ｘ位置誤差に基づき、前記矩形領域に対する前記複数のノズルのＸ方向の位置を補
正する工程と、
　前記複数のノズルの前記矩形領域に対する位置が補正された後に、前記複数のノズルを
前記待機位置から前記短手方向に平行な第１の塗布スキャン方向に移動させながら、当該
複数のノズルの中の前記マッピングデータに基づいて選択されたノズルから、前記吸着固
定された矩形領域に配設されている複数の凹部のそれぞれにインクを吐出させるインク吐
出工程とを備える。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また、上記目的を達成するために、本発明の塗布装置は、矩形シート状の基材の長手方
向に所定間隔で連続して形成されている複数の矩形領域に格子状に配設されている複数の
凹部のそれぞれに複数のノズルを用いてインクジェット方式によりインクを塗布する塗布
装置であって、
　前記基材をその長手方向に所定の張力を掛けて所定の高さで保持すると共に、当該長手
方向に垂直な短手方向に位置決めする第１の保持手段と、
　前記位置決めされた基材を前記所定の高さに位置する面で受け止める第２の保持手段と
、
　前記複数のノズルを前記保持された基材から外れた、当該基材の側部近傍の待機位置で
待機させる待機手段と、
　前記短手方向および前記所定の高さに保持された前記基材を、前記矩形領域の単位で供
給する基材供給手段と、
　前記供給された矩形領域の基材を吸着固定する第１の矩形領域固定手段と、
前記吸着固定された矩形領域の形状の歪みを検出する歪み検出手段と、
　前記検出された、矩形領域の形状の歪みに基づいて当該矩形領域の複数の凹部のそれぞ
れに対してインクを吐出するノズルを決定するマッピングデータを作成するマッピングデ
ータ作成手段と、
　前記矩形領域の、前記長手方向におけるＸ位置誤差と、前記短手方向におけるＹ位置誤
差とを求めるアライメント情報算出手段と、
　前記Ｘ位置誤差に基づき、前記矩形領域に対する前記複数のノズルのＸ方向の位置を補
正するＸ位置補正手段と、
　前記複数のノズルの前記矩形領域に対する位置が補正された後に、前記複数のノズルを
前記待機位置から前記短手方向に平行な第１の塗布スキャン方向に移動させながら、当該
複数のノズルの中の前記マッピングデータに基づいて選択されたノズルから、前記吸着固
定された矩形領域に配設されている複数の凹部のそれぞれにインクを吐出させるインク吐
出手段とを備える。
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